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１．概要（Summary） 

MEMS 技術を用いて製作した電子顕微鏡内で用いる

ためのヒーターを、実用に供するため SEM 付集束イオン

ビーム装置を用いて削り加工した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

SEM付集束イオンビーム装置 

 

【実験方法】 

作製したMEMSヒーターをSEM観察し、イオンビーム

で加工するパターンを決定した。その後、イオンビームより

プラチナヒーターのパターンを削り加工した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

リフトオフにより作成したプラチナパターンをイオンビー

ムにより観察したところ、設計幅である 4 m よりもプラチ

ナパターンが大きく広がっていることが分かった（Fig. 1）。 

 

 

Fig. 1 FIB image of the Pt heater. 

 

これは、フォトリソグラフィー時の光の回折によるもので

あると考えられる。このままではヒーターパターンが短絡し

ており所望の温度まで加熱できないため、イオンビームに

よる削り加工を行い、プラチナパターンを設計通りのパタ

ーンに近づけた（Fig. 2）。 

 

 

Fig. 2 SEM images of the Pt heater before (left) and 

after (right) FIB fabrication. 
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